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存した試料の正あるいは負帯電にあることを，二次電子像観察と Monte Carlo シミュレーションを通じて明
らかにした。これらの研究結果は，ナノ材料の観察・分析にとって非常に有用な観察手法を与えるとともに，
今後発展していく低エネルギー走査電子顕微鏡観察法の基礎となることが期待される。
以上の理由から，本論文は博士論文として十分と判断された。
よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
